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概  要 

 

光電場を計測する手法である。フェムト秒程度の周期で振動し、オシロスコー

プなどで直接計測できないような光電場を計測することができる。手法の原理

は、計測したい電場に参照光と光演算した信号の強度とその参照光との干渉信

号を同時に計測することにより、光電場の強度と位相情報を完全に得るという

ものである。原理的にどのような波長をもった光電場についても適応できる。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

光電場を直接的に計測する方法としては、電気光学サンプリング法(EOS)や、

アト秒ストリーク法などがある。これらの方法では、光電場の半周期よりも短

いパルスが必要である。本手法は、光電場の周期よりも長いパルスでも電場波

形計測が可能である。 

本技術の 

有用性 

原理的には、あらゆる波長の光電場について適応可能であり、光電場の位相情

報を測定したい場合に使用すると効果的である。さらに大きな特長としては、

参照光パルスとして、観測したいパルスそのものを使用することも可能であ

る。 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

 

適用可能製品 
超短光パルス計測装置、超高速光通信機器 
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本技術で測定された光電場。3μmの周波数

成分を持っており、EOS では 5fs 以下のパ

ルスが必要であるが、本手法では25fs のパ

ルスを使用することで観測することに成功

した。 


